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１．概要（Summary） 

Si 基板から作製される Micro Electro Mechanical 
Systems（MEMS）デバイスの付加価値向上のためデバ

イスの一部にニードル形状の突起を形成する必要性があ

り、本支援装置群を利用しサンプルの作製・形状確認を

行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  
レーザー式非接触 3 次元形状測定器（三鷹光器社製, 
NH-3N）,イオンシャワー（エリオニクス社製,EIS-200ER） 
【実験方法】 

評価用サンプルは、Si 基板を使用し、マグネトロンスパ

ッ タ リ ン グ 装 置 （ 芝 浦 メ カ ト ロ ニ ク ス 社

製,CFS-4EP-LL !-Miller）を用いた金属膜のスパッタリ

ング、スピンコータ（ミカサ社製,1H-DX2）、両面マスクアラ

イナ（ズース・マイクロテック社製,MA6/BA6）を用いたフォ

トリソグラフィ法によるフォトレジストのパターニング、シリコ

ン深堀エッチング装置（SPP テクノロジーズ社製,Muc-21 
ASE Pegasus）やイオンシャワーを用いたドライエッチン

グ等によって作製した。 
作製したサンプルの形状を Scanning Electron 

Microscope（SEM）とレーザー式非接触 3次元形状測定

器を用いて確認した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
加工した針形状の一部の SEM の写真を Fig. 1 に、

レーザー式非接触3次元形状測定器を用いて針形状で

重要となる部分の 3D断面図を観察した結果をFig. 2に

示す。レーザー式非接触3次元形状測定器を用いること

で SEM だけでは把握することができない複雑な構造の

微妙な凹凸を観察することができ、加工の最適な条件出

しを行うことができた。 

 

 
Fig. 1 SEM image of sample 

 

 
Fig. 2 3D cross section of sample 
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